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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多波長光源、ビームスプリッタ、移動鏡、該移動鏡を移動させるモータ、及び固定鏡を
備え、前記多波長光源から発せられる多波長光の干渉光である多波長光干渉光を生成する
主干渉計と、
　単色光源、前記ビームスプリッタ、前記移動鏡、前記モータ、及び前記固定鏡を含み、
前記単色光源から発せられる単色光の干渉光である単色光干渉光を生成するコントロール
干渉計と
　を具備するフーリエ変換型分光光度計において、
　a)前記移動鏡に取り付けられた、該移動鏡の移動速度を検出するためのセンサおよび前
記移動鏡の姿勢を検出するためのセンサを有する移動鏡速度姿勢検出部と、
　b)前記移動鏡速度姿勢検出部の検出結果に基づいて前記固定鏡の姿勢を制御する固定鏡
姿勢制御手段と、
　c)前記移動鏡速度姿勢検出部の検出結果に基づいて前記モータを制御して前記移動鏡の
移動速度を調整する移動鏡速度制御手段と、
　を備えることを特徴とするフーリエ変換型分光光度計。
【請求項２】
　請求項１に記載のフーリエ変換型分光光度計において、
　さらに、前記固定鏡の姿勢を検出するセンサを有する固定鏡姿勢検出部を備え、
　前記固定鏡姿勢制御手段が、前記固定鏡姿勢検出部および前記移動鏡速度姿勢検出部の
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検出結果に基づいて前記固定鏡の姿勢を制御し、
　前記移動鏡速度制御手段が、前記固定鏡姿勢検出部および前記移動鏡速度姿勢検出部の
検出結果に基づいて前記モータを制御して前記移動鏡の移動速度を調整することを特徴と
するフーリエ変換型分光光度計。
【請求項３】
　前記単色光干渉光の検出器を備え、
　前記固定鏡姿勢制御手段が、前記単色光干渉光の検出信号を参照して前記固定鏡の姿勢
を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載のフーリエ変換型分光光度計。
【請求項４】
　前記単色光干渉光の検出器を備え、
　前記移動鏡速度制御手段が、前記単色光干渉光の検出信号を参照して前記モータを制御
して前記移動鏡の移動速度を調整することを特徴とする請求項１又は２に記載のフーリエ
変換型分光光度計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フーリエ変換型分光光度計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フーリエ変換赤外分光光度計（ＦＴＩＲ）では、ビームスプリッタ、固定鏡、移動鏡な
どを含むマイケルソン型干渉計を代表とする干渉計により時間的に振幅が変化する赤外干
渉光を生成し、該赤外干渉光を試料に照射してその透過光又は反射光をインターフェログ
ラム（以下「ＩＦＧ」と称す）として検出する。この透過又は反射ＩＦＧをフーリエ変換
処理することによって、横軸に波数（又は波長）、縦軸に強度（吸光度又は透過率など）
をとったスペクトルを得る。そして、このスペクトルのピーク波長、ピーク強度等から試
料の定性分析や定量分析が行われる。
【０００３】
　通常、ＦＴＩＲにおける干渉計は、ＩＦＧを得るための主干渉計のほかに、ＩＦＧのデ
ータサンプリング用の信号を生成するためのコントロール干渉計を備えている。コントロ
ール干渉計は、単色光光源（レーザ光源）と、主干渉計と共通のビームスプリッタ、固定
鏡、移動鏡などを含み、干渉縞信号を得るためのレーザ干渉光を発生させる。このレーザ
干渉光は、赤外干渉光の光路中に挿入されたミラーにより該光路から取り出されて光検出
器に導入される。移動鏡が一定速度で移動するとレーザ干渉光の強度は一定周波数の正弦
波、つまりレーザ光干渉縞信号として検出される。この干渉縞信号に基づいてデータサン
プリング用のパルス信号が生成される。
【０００４】
　定性分析や定量分析を精度良く行うためには、正確で再現性の良いスペクトルデータを
取得することが重要であり、そのためには移動鏡と固定鏡の位置関係、基準面に対する移
動鏡及び固定鏡の位置や姿勢を一定に維持しつつ該移動鏡を一定速度で移動させる必要が
ある。そこで、従来のＦＴＩＲでは、コントロール干渉計の光検出器で得られる信号を利
用して、固定鏡の位置や姿勢（傾き）を調整したり、移動鏡の姿勢や速度を制御したりし
ている。
【０００５】
　従来のＦＴＩＲでは、固定鏡と移動鏡の相対的な位置関係を制御するために、ダイナミ
ックアライメント方式と呼ばれる、コントロール干渉計におけるレーザ光の干渉状態を用
いた固定鏡の傾きを調整する方法が用いられている（特許文献１等参照）。この方法では
、コントロール干渉計においてレーザ干渉光を検出する光検出器として、互いに直交する
２軸（水平軸及び垂直軸）により受光面が４分割されたフォトダイオードが通常、用いら
れる。ここで、４個の受光部のうち、ある１個の受光部を参照部Ｒ、参照部Ｒに水平方向
に隣接する受光部を水平部Ｈ、参照部Ｒに垂直方向に隣接する受光部を垂直部Ｖとし、参
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照部Ｒから得られる信号を参照信号Ｓｒ、水平部Ｈから得られる信号を水平信号Ｓｈ、垂
直部Ｖから得られる信号を垂直信号Ｓｖとする。
【０００６】
　レーザ干渉光の光束断面内で光路長に差がある場合、参照信号Ｓｒ、水平信号Ｓｈ及び
垂直信号Ｓｖの間に位相差が生じる。そこで、移動鏡を駆動する際に、制御部は、参照信
号Ｓｒと水平信号Ｓｈの間の位相差（ΔＲＨ）及び参照信号Ｓｒと垂直信号Ｓｖの間の位
相差（ΔＲＶ）がそれぞれ一定となるように、固定鏡に搭載された圧電素子に駆動電圧を
印加し、固定鏡の傾きを補償する。これにより、移動鏡の鏡面と固定鏡の鏡面の位置関係
が一定に維持される。
【０００７】
　一方、移動鏡は、コントロール干渉計におけるレーザ干渉光を利用したフィードバック
制御により一定速度で駆動される（特許文献２等参照）。すなわち、移動鏡を移動させる
際に、制御部は、フォトダイオードの４個の受光部でそれぞれ得られた信号を加算し、そ
の加算信号の周波数から移動鏡の移動速度Ｖｃを計算する。そして、この移動速度Ｖｃと
予め決められている目標速度Ｖ０の差、つまり速度誤差（Ｖｃ－Ｖ０）を求め、この速度
誤差を、移動鏡を駆動するモータへの印加電圧にフィードバックする。これにより、移動
鏡を高い精度で駆動することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平02-253103号公報
【特許文献２】特開2009-139352号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来のＦＴＩＲでは、コントロール干渉計の光検出器で得られる干渉縞信号は基準電位
からプラス方向とマイナス方向の振幅を持つフリンジ信号として処理され、このフリンジ
信号が、固定鏡の傾き制御及び移動鏡のフィードバック制御に用いられる。すなわち、フ
リンジ信号からなる参照信号Ｓｒ、水平信号Ｓｈ及び垂直信号Ｓｖの立ち上がりゼロクロ
ス（基準電位から立ち上がる時点）のタイミングの違いから位相差（ΔＲＨ及びΔＲＶ）
を求めて固定鏡の傾きを制御する。また、フリンジ信号からなる加算信号の立ち上がりゼ
ロクロスから次の立ち上がりゼロクロスまでの時間を計測することにより、レーザ１波長
分に相当する光路長差の距離だけ移動鏡が移動したときの時間を求め、移動鏡の移動速度
を求める。しかしながら、こうした構成では次のような問題がある。
【００１０】
　ＦＴＩＲの干渉計で使用される移動鏡の駆動装置の一つにボイスコイルと磁石からなる
リニア駆動装置がある。このリニア駆動装置では、ボイスコイルに流れる電流と磁石が作
る磁界による電磁力により、リニアガイドに沿って移動鏡が移動される。移動鏡の移動速
度はボイスコイルに印加する電圧の大きさを変化させることによって調整される。
　このような装置においては、経年劣化等により移動鏡とリニアガイドの間のクーロン摩
擦（すべり摩擦）が大きくなり、その結果、移動鏡のうちリニアガイドと接触する部分が
それ以外の部分と異なる動きをしたり、移動鏡全体の移動に応答の遅れが生じたりするこ
とがある。クーロン摩擦は予測したり検出したりすることができないため、フリンジ信号
のゼロクロスタイミングで求めた位相差や移動速度だけでは、固定鏡の姿勢制御や移動鏡
の移動制御が必ずしも最適に行われなくなり、これが測定自体の精度を低下させる一因と
なる。
【００１１】
　特に、移動鏡を低速で移動させる場合は、問題が顕在化する。具体的には、ゼロクロス
タイミングの発生間隔が長くなるため、ゼロクロスタイミングで設定した制御が継続して
行われるだけであり、事実上の無制御時間が増加する。
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　また、固定鏡の姿勢を一定に維持することができても、移動鏡の姿勢が変化すると固定
鏡と移動鏡の相対的な位置関係が変化する。しかしながら、従来は移動鏡の姿勢を直接検
出することは行っていないため、上記のような場合に対応することができない。
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、固定鏡の姿勢制御や移動鏡の移動速度の制御を常に
良好に行うことができ、且つ、固定鏡と移動鏡の相対的な位置関係を一定に維持すること
ができるフーリエ変換型分光光度計を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために成された本発明に係るフーリエ変換型分光光度計は、
　多波長光源、ビームスプリッタ、移動鏡、該移動鏡を移動させるモータ、及び固定鏡を
備え、前記多波長光源から発せられる多波長光の干渉光である多波長光干渉光を生成する
主干渉計と、
　単色光源、前記ビームスプリッタ、前記移動鏡、前記モータ、及び前記固定鏡を含み、
前記単色光源から発せられる単色光の干渉光である単色光干渉光を生成するコントロール
干渉計と
　を具備するフーリエ変換型分光光度計において、
　a)前記移動鏡に取り付けられた、該移動鏡の移動速度を検出するためのセンサおよび前
記移動鏡の姿勢を検出するためのセンサを有する移動鏡速度姿勢検出部と、
　b)前記移動鏡速度姿勢検出部の検出結果に基づいて前記固定鏡の姿勢を制御する固定鏡
姿勢制御手段と、
　c)前記移動鏡速度姿勢検出部の検出結果に基づいて前記モータを制御して前記移動鏡の
移動速度を調整する移動鏡速度制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係るフーリエ変換型分光光度計では、さらに、前記固定鏡の姿勢を検出するセ
ンサを有する固定鏡姿勢検出部を備え、
　前記固定鏡姿勢制御手段が、前記固定鏡姿勢検出部および前記移動鏡速度姿勢検出部の
検出結果に基づいて前記固定鏡の姿勢を制御し、
　前記移動鏡速度制御手段が、前記固定鏡姿勢検出部および前記移動鏡速度姿勢検出部の
検出結果に基づいて前記モータを制御して前記移動鏡の移動速度を調整するようにしても
良い。
【００１５】
　移動鏡速度姿勢検出部および固定鏡姿勢検出部は、３軸加速度センサ、角速度センサ、
ＰＳＤ（Position Sensitive Detector）センサ等のセンサと、センサの検出信号を処理
する演算処理部から構成することができる。
　移動鏡速度姿勢検出部が有する移動鏡の移動速度を検出するためのセンサおよび前記移
動鏡の姿勢を検出するためのセンサは１個のセンサが兼用しても良く、それぞれ別のセン
サとしても良い。センサは固定鏡や移動鏡に直接取り付けられていても良く、固定鏡や移
動鏡と一体的に動く支持部等の部材に取り付けられていても良い。また、固定鏡の姿勢を
検出するためのセンサは、固定鏡から離れた部位に設けられていても良い。演算処理部は
固定鏡や移動鏡に設置されていても良く、フーリエ変換型分光光度計内の固定鏡や移動鏡
とは別の箇所に設置されていても良い。また、フーリエ変換型分光光度計に有線または無
線で接続されたパーソナルコンピュータ等を演算処理部として機能させても良い。固定鏡
姿勢検出部の全体を固定鏡に取り付ける場合、あるいは移動鏡速度姿勢検出部の全体を移
動鏡に取り付ける場合、センサと演算処理回路が１枚の基板上に集積されたＭＥＭＳ（Mi
cro Electro Mechanical Systems）を固定鏡姿勢検出部や移動鏡速度姿勢検出部として用
いると良い。
【００１６】
　フーリエ変換型分光光度計では、主干渉計で生成された多波長光干渉光を試料に照射し
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てその透過光又は反射光をＩＦＧとして検出し、この透過又は反射ＩＦＧをフーリエ変換
処理することにより、スペクトルを得る。また、コントロール干渉光で生成される単色光
干渉光の検出信号から、ＩＦＧのデータをサンプリングするための信号を得る。本発明で
は、単色光干渉光の検出信号とは別の固定鏡姿勢検出部や移動鏡速度姿勢検出部の検出信
号から固定鏡の姿勢や移動鏡の姿勢及び移動速度を求めて、固定鏡の姿勢制御及び移動鏡
の速度制御を行う。特に、固定鏡姿勢検出部および移動鏡速度姿勢検出部の検出結果に基
づいて固定鏡の姿勢を制御し、固定鏡姿勢検出部および移動鏡速度姿勢検出部の検出結果
に基づいて移動鏡の移動速度を制御する構成では、固定鏡及び移動鏡の相対的な位置関係
や姿勢、移動鏡の速度を精度良く制御することができる。
【００１７】
　この場合、固定鏡姿勢制御手段および移動鏡速度制御手段が、従来のフーリエ変換型分
光光度計で固定鏡や移動鏡の相対的な位置関係の制御に用いられている前記単色干渉光の
検出信号と、本発明の特徴的構成である移動鏡姿勢検出部や固定鏡姿勢検出部の検出信号
を併用して固定鏡の姿勢および移動鏡の速度を制御するようにすると、制御の精度がより
一層向上する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のフーリエ変換型分光光度計によれば、ゼロクロスタイミングの制約を受けるこ
となく任意のタイミングで固定鏡の姿勢、移動鏡の姿勢および移動速度を検出することが
できる。さらに、固定鏡の姿勢制御や移動鏡の速度制御を常に良好に行うことができるた
め、固定鏡と移動鏡の相対的な位置関係を一定に保つ、移動鏡の速度を一定に維持する、
固定鏡との相対的な距離を維持した状態で移動鏡をステップスキャンする際の制御を安定
させる、といったことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施例に係るＦＴＩＲの光学系の概略的構成図。
【図２】制御・処理系の要部のブロック図。
【図３】固定鏡と移動鏡センサの関係及び移動鏡と移動鏡センサの関係を示す図。
【図４】フリンジ信号とレーザ干渉光の検出信号及びセンサ信号から求めた位相差の関係
を示す図。
【図５】本発明の第２実施例に係るＦＴＩＲの制御・処理系の要部のブロック図。
【図６】本発明の変形例に係るＦＴＩＲの制御・処理系の要部のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の具体的な実施例について添付図面を参照して説明する。
　図１は本発明の第１実施例に係るＦＴＩＲの光学系の概略構成図を示す。図１において
、干渉計室１内には、赤外光源２、集光鏡３、コリメータ鏡４、ビームスプリッタ５、固
定鏡部６、移動鏡部７から構成される主干渉計と、レーザ光源８、レーザ用ミラー９、ビ
ームスプリッタ５、固定鏡部６、移動鏡部７から構成されるコントロール干渉計と、が配
設されている。固定鏡部６は、固定鏡６ａと該固定鏡６ａを支持する支持台６ｂと該固定
鏡６ａに付設されている固定鏡６ａの姿勢調整用の圧電素子６ｃ（図２にのみ示す。）か
ら構成されている。圧電素子６ｃは、固定鏡６ａをＺ軸を中心とする回転方向、及びＹ軸
を中心とする回転方向に駆動することにより、該固定鏡６ａのＸ軸に対する傾き（姿勢）
を調整する。移動鏡部７は移動鏡７ａ、ボイスコイルと磁石から成るリニアモータ７ｂ、
及びリニアガイド７ｃ（図３にのみ示す。）から構成されている。移動鏡７ａは、ボイス
コイルに電圧が印加されることにより発生する電磁力によってリニアガイド７ｃに沿って
矢印Ｍ方向に往復移動する。
【００２１】
　主干渉計は干渉計室１の外部に設置された試料室１３内の試料１４のスペクトル測定を
行うための赤外干渉光を発生させる。即ち、赤外光源２から出射された赤外光は、集光鏡
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３、コリメータ鏡４を介してビームスプリッタ５に照射され、ビームスプリッタ５により
固定鏡６ａ及び移動鏡７ａの二方向に分割される。固定鏡６ａ及び移動鏡７ａにてそれぞ
れ反射した光はビームスプリッタ５によって再び合一され、放物面鏡１２へ向かう光路に
送られる。測定時において、移動鏡７ａは矢印Ｍの方向に往復動しているため、合一され
た光は時間的に振幅が変化する干渉光となる。放物面鏡１２にて集光された光は試料室１
３内に照射され、試料室１３に配置された試料１４を通過した光は楕円面鏡１５により赤
外光検出器１６へ集光される。
【００２２】
　一方、コントロール干渉計は干渉縞信号を得るためのレーザ干渉光を発生させる。即ち
、レーザ光源８から出射された光はレーザ用ミラー９を介してビームスプリッタ５に照射
され、赤外光と同様に干渉光となって放物面鏡１２の方向へ送られる。このレーザ干渉光
は非常に小さな径の光束となって進行し、光路中に挿入されているレーザ用ミラー１０に
より反射されてレーザ検出器１１に導入される。レーザ検出器１１は受光面が互いに直交
する二軸により４つに分割された４分割フォトダイオードであり、４つの受光部で得られ
た信号が並列に出力される。図示しない信号生成回路では、レーザ検出器１１の受光信号
、つまりレーザ干渉光信号Ｇ２から、赤外干渉光に対する受光信号Ｇ１をサンプリングす
るためのパルス信号が生成される。
【００２３】
　レーザ干渉光信号Ｇ２は、データサンプリング以外に、ダイナミックアライメント方式
による固定鏡６ａの姿勢制御、及びモニタリングした移動速度に基づくフィードバック制
御による移動鏡７ａの速度制御、に利用される。
【００２４】
　すなわち、図２に示すように、レーザ検出器１１において４つの受光部でそれぞれ得ら
れた信号Ｇ２は演算処理部２０に入力され、演算処理部２０は上述したように、４つの受
光部のうちの或る１つの受光部から得られる参照信号Ｓｒ、該受光部に対し水平方向及び
垂直方向にそれぞれ隣接する受光部から得られる水平信号Ｓｈ及び垂直信号Ｓｖについて
、参照信号Ｓｒと水平信号Ｓｈの間の位相差（ΔＲＨ）、及び参照信号Ｓｒと垂直信号Ｓ
ｖの間の位相差（ΔＲＶ）に相当する信号をそれぞれ求める。固定鏡姿勢制御部２１は２
つの位相差ΔＲＨ、ΔＲＶがそれぞれ制御量設定部２６から与えられる位相差の目標値に
一致するような制御信号を生成する。そして、駆動部２２を介して圧電素子６ｃを駆動す
ることにより、固定鏡６ａの姿勢を調整する。
【００２５】
　一方、レーザ検出器１１において４つの受光部でそれぞれ得られた信号Ｇ２は演算処理
部２３にも入力され、演算処理部２３は４つの受光部から得られる信号を全て加算して、
干渉縞信号を求める。移動鏡速度制御部２４は干渉縞信号の周波数（周期）から移動鏡７
ａの移動速度Ｖｃを計算する。そして、この移動速度Ｖｃと予め決められている速度の目
標値Ｖ０との差、つまり速度誤差を求め、この速度誤差に対し制御量設定部２６から与え
られる干渉計制御量で決まる伝達関数を適用してフィードバック制御量を計算する。そし
て、駆動部２５を介してリニアモータ７ｂを駆動することにより、移動鏡７ａの移動速度
を一定に維持する。
【００２６】
　固定鏡６ａの姿勢を適切に保つため、及び、移動鏡７ａの移動速度を正確に一定に維持
するためには、位相差ΔＲＨ、ΔＲＶが固定鏡６ａの実際の傾きを反映していることが重
要である。同様に、移動速度Ｖｃが移動鏡７ａの実際の移動速度を反映していることが重
要である。本実施例のＦＴＩＲでは、固定鏡６ａ及び移動鏡７ａに、固定鏡６ａの姿勢や
移動鏡７ａの移動速度をリアルタイムで検出するためのセンサを取付け、これらセンサの
検出信号が演算処理部２０及び演算処理部２３にそれぞれ入力されるようになっている。
【００２７】
　すなわち、図３に示すように、固定鏡６ａの側面には該固定鏡６ａの傾きを検出するた
めの固定鏡センサ３１が取り付けられている。また、移動鏡７ａの側面には該移動鏡７ａ
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の傾きと該移動鏡７ａの移動速度を検出するための移動鏡センサ３２が搭載されている。
固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２には、例えば３軸加速度センサが用いられる。３
軸加速度センサは、ＸＹＺ軸の３方向の加速度を１個のデバイスで測定することができる
ため、角度情報、すなわち固定鏡６ａの姿勢、移動鏡７ａの姿勢に関する情報を直接得る
ことができる。
【００２８】
　なお、固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２には、上記３軸加速度センサの他、角速
度センサ、ＰＳＤセンサ等を用いることができる。また、固定鏡センサ３１及び移動鏡セ
ンサ３２は１個のセンサに限らず複数のセンサから構成することも可能である。固定鏡セ
ンサ３１及び移動鏡センサ３２を複数のセンサから構成する場合、これら複数のセンサを
異なる部位に設置すれば、検出精度を向上することができる。また、固定鏡センサ３１及
び移動鏡センサ３２を複数のセンサから構成する場合、全て同じ種類のセンサから構成し
ても良く、異なる種類のセンサを組み合わせても良い。また、固定鏡センサ３１と移動鏡
センサ３２は同じ種類のセンサでも良く、異なる種類のセンサでも良い。
【００２９】
　固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２からの信号は常時、演算処理部２０及び２３に
入力される。固定鏡センサ３１からの信号を受けた演算処理部２０は、この信号を処理し
て位相差（ΔＲＨ）、位相差（ΔＲＶ）に相当する信号（ΔＲＨ’、ΔＲＶ’）を求める
。そして、これらの信号が、レーザ検出器１１の４つの受光部で得られた信号から求めた
位相差と異なる場合は、固定鏡姿勢制御部２１は、新たに求めた２つの位相差ΔＲＨ’、
ΔＲＶ’がそれぞれ制御量設定部２６から与えられる位相差の目標値に一致するような制
御信号を生成する。
【００３０】
　同様に、移動鏡センサ３２からの信号を受けた演算処理部２３は、この信号を処理して
移動鏡の移動速度Ｖｃ’を求める。そして、この移動速度が、レーザ検出器１１の４つの
受光部で得られた信号から求めた移動速度Ｖｃと異なる場合は、移動鏡速度制御部２４は
、移動速度Ｖｃ’と目標値Ｖ０との差を求め、この速度誤差に対して制御量設定部２６か
ら与えられる干渉計制御量で決まる伝達関数を適用してフィードバック制御量を計算する
。
【００３１】
　例えば図４の（ａ）はフリンジ信号から直流成分を除去したもの、（ｂ）はダイナミッ
クアライメント方式により決定される位相差を表す信号、（ｃ）は固定鏡センサ３１によ
り求められる固定鏡６ａの傾きを表す信号、あるいは移動鏡センサ３２により求められる
移動鏡７ａの傾きを表す信号、をそれぞれ示している。図４（ａ）において、矢印はフリ
ンジ信号のゼロクロスタイミングを示す。なお、ここでは立ち下がりゼロクロスタイミン
グを採用したが、立ち上がりゼロクロスタイミングでも良い。また、立ち上がりと立ち下
がりの両方のゼロクロスタイミングを使用しても良い。
【００３２】
　従来のダイナミックアライメント方式では、レーザ検出器１１の４つの受光部でそれぞ
れ得られた信号は演算処理部２０、２３に入力される。演算処理部２０、２３はこれらの
信号を処理してフリンジ信号を求め、該フリンジ信号のゼロクロスタイミングから位相差
を求め、この位相差から固定鏡６ａの傾きや移動鏡７ａの移動速度を求める。位相差から
求められる固定鏡６ａの制御信号や移動鏡７ａのフィードバック制御量は次のゼロクロス
タイミングまで保持される（図４（（ｂ））。
【００３３】
　一方、固定鏡センサ３１および移動鏡センサ３２の検出信号はいずれも演算処理部２０
、２３に入力され、演算処理部２０、２３は、これら信号を、ゼロクロスタイミングとは
無関係に連続的に処理し、固定鏡６ａの姿勢や移動鏡７ａの姿勢および移動速度を求める
（図４（ｃ））。従って、本実施例のＦＴＩＲでは、ゼロクロスタイミングに限らずいつ
の時点でも、最適な制御量に基づいて固定鏡６ａの姿勢制御や移動鏡７ａの速度一定制御
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が行われ、正確で再現性の良いスペクトルデータを取得することができる。特に、本実施
例では、固定鏡センサ３１の信号および移動鏡センサ３２の信号の両方を用いて固定鏡ａ
の姿勢制御を行うため、固定鏡６ａと移動鏡７ａの相対的な位置関係を一定に維持するこ
とができる。同様に、固定鏡センサ３１の信号および移動鏡センサ３２の信号の両方を用
いて移動鏡７ａの速度制御を行うため、移動鏡７ａの速度制御の精度が向上する。
【００３４】
　なお、上記した実施例では、通常はレーザ検出器１１の４つの受光部で得られた信号か
ら求めた位相差を用いて固定鏡６ａの姿勢を制御し、固定鏡センサ３１の信号から求めた
位相差が、レーザ検出器１１の４つの受光部で得られた信号から求めた位相差と異なる場
合に、固定鏡センサ３１の信号から求めた位相差を用いるようにしたが、処理の順序は逆
でも良い。すなわち、通常は固定鏡センサ３１の信号から求めた位相差に基づき固定鏡３
１の姿勢を制御し、ゼロクロスタイミングにおいてレーザ検出器１１の４つの受光部で得
られた信号から求めた位相差が固定鏡センサ３１の信号から求めた位相差と異なる場合は
、レーザ検出器１１の４つの受光部で得られた信号から求めた位相差を用いて制御量を補
正するようにしても良い。移動鏡７ａの移動制御についても同様である。
【００３５】
　また、上記した実施例では、レーザ検出器１１からの信号と固定鏡センサ３１及び移動
鏡センサ３２からの信号の両方を用いて、固定鏡６ａの姿勢制御及び移動鏡７ａの移動制
御を行ったが、レーザ検出器１１からの信号はデータサンプリング用の信号（干渉縞信号
）として用い、固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２からの信号だけを固定鏡６ａの姿
勢制御用の信号及び移動鏡７ａの速度制御用の信号として用いてもよい。この実施例の制
御・処理系の要部の構成図を図５に示す。
【００３６】
　さらに、常にレーザ検出器１１からの信号と固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２か
らの信号の両方を用いて固定鏡６ａの姿勢制御及び移動鏡７ａの移動制御を行うのではな
く、移動鏡７ａの位置や速度など、移動鏡の状態に応じて、レーザ検出器１１からの信号
Ｇ２、固定鏡センサ３１及び移動鏡センサ３２からの信号の重み付けを変更しても良い。
また、ユーザが重み付けを自由に設定できるようにしても良い。
　この場合、図６に示すように、演算処理部２０および演算処理部２３に代えて１個の演
算処理部４０を設け、この演算処理部４０に固定鏡センサ３１および移動鏡センサ３２か
らの信号、並びにレーザ検出器からの信号Ｇ２が入力され、前記演算処理部４０が各信号
の重み付けに応じた制御量を演算して固定鏡姿勢制御部２１および移動鏡速度制御部２４
に出力するように構成すると良い。
【００３７】
　さらに、本発明はフーリエ変換型赤外分光光度計に限らず、多波長光として可視光や紫
外光を用いたフーリエ変換型可視・紫外分光光度計にも適用可能である。
【符号の説明】
【００３８】
２…赤外光源
３…集光鏡
４…コリメータ鏡
５…ビームスプリッタ
６…固定鏡部
　６ａ…固定鏡
　６ｂ…支持台
　６ｃ…圧電素子
７…移動鏡部
　７ａ…移動鏡
　７ｂ…リニアモータ
　７ｃ…リニアガイド
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８…レーザ光源
９、１０…レーザ用ミラー
１１…レーザ検出器
１２…放物面鏡
１３…試料室
１４…試料
１５…楕円面鏡
１６…赤外光検出器
２０、２３、４０…演算処理部
２１…固定鏡姿勢制御部
２２、２５…駆動部
２４…移動鏡速度制御部
２６…制御量設定部
３１…固定鏡センサ
３２…移動鏡センサ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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